РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА УЧАСТНИКА
Кузнецовские чтения 
«Четвертый семинар
по проблемам химического осаждения из газовой фазы»
1 – 3 февраля 2017
ИНХ СО РАН, Новосибирск
Фамилия _____________________

Имя _________________________

Отчество _____________________

Полное название организации __________________________
____________________________________________________
Должность/курс (для студентов, аспирантов) ______________

Адрес электронной почты______________________________
Телефон____________________________________________
Название доклада…………………………………………………………………………
Вид доклада: 
(
устный 

(
стендовый

Направление, к которому относится доклад (ВАЖНО!):

(
1. Фундаментальные основы процессов CVD (химия газовой фазы и поверхности, механизмы реакций, кинетика, моделирование, взаимосвязь структуры и свойств). 

(
2. Новые исходные вещества для процессов CVD: синтез, очистка и характеризация.

(
3. Новые направления в развитии технологии CVD (активированные процессы, плазмостимулированные, ALD, гибридные технологии и др.)

(
4. Новые материалы и сложные структуры, полученные в процессах CVD (однородные и градиентные слои, напряженные слои, структуры различной архитектуры: нанотрубы, нанонити, нанокомпозиты, наночастицы и квантовые точки).

(
5. Диагностика и контроль процессов CVD (контроль процессов превращений компонентов газовой фазы, состояние образующихся фаз, функциональные характеристики слоев и структур) .

(
6. CVD: путь от лаборатории к промышленной технологии.

(
7. Применение процессов CVD (микро, нано- и оптоэлектроника, химические сенсоры, катализ, производство энергии, оптические и защитные покрытия и др.)
Необходимость бронирования гостиницы (указать сроки) ____

